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[bookmark: _GoBack]В современной мембранной науке уделяется особое внимание исследованиям взаимосвязи структура – свойства ионообменных мембран (ИОМ), однако не все современные методики исследования структуры способны адекватно оценить параметры поверхности мембран вследствие своих ограничений. В данной работе исследования параметров геометрической неоднородности поверхности ионообменных мембран проводились методом профилометрии с использованием портативного измерителя шероховатости TR200. Прибор позволяет преодолеть некоторые ограничения классических методов исследования поверхности мембран: маленькая область сканирования в случае метода атомно-силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), исследование только сухих образцов в случае метода оптической интерферометрии и СЭМ, исследование среза (нарушение целостности) при использовании оптической микроскопии и т.д. 
Измерения среднего арифметического отклонения профиля (Ra), высоты неровностей профиля по десяти точкам (Rz) и наибольшей высоты профиля (Ry) проводились при длине оценки 2,5 × 5 мм (расстояние × количество базовых отрезков) и в диапазоне 80 мкм (перепад высот). Измерения проводились не менее 20 раз с целью проверки сходимости результатов и дальнейшего статистического анализа с использованием критерия Стьюдента (t-критерий). Значения P <0,05 считались статистически значимыми. 
Полученные значения Ra, Rz, Ry для набухшей мембраны МК-40 (таблица 3) были сопоставлены с результатами, представленными в работах Василевой В.И.  и соавт. [1, 2].  Показано, что площадь сканирования оказывает существенное влияние на результат измерения. При использовании методов АСМ и СЭМ этот фактор приводит к сильно заниженным результатам, что затрудняет оценку взаимосвязи структура – свойства ИОМ.

Таблица 3 – Сравнение полученных результатов с литературными данными.  
	Образец/
площадь (длина) сканирования
	Метод измерения 
	Ra, мкм 
	Rz, мкм 
	Ry, мкм 

	МК-40,
12,5 мм
	Профилометрия 
	2,75 ± 0,42 
2,53 ± 0,47 
	10,72 ± 1,87 
11,22 ± 1,87 
	17,08 ± 3,05 
17,52 ± 4,63 

	МК-40 [1], 
67,5 × 67,5 мкм2 
	СЭМ 
	0,1057 
	0,9469 
	1,8784 

	МК-40 [2],
10 × 10 мкм2 
	АСМ 
	0,0081 
	0,0704 
	0,1595 
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